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Am IMPT werden Atomchips als Bestandteil von magneto-optischen Fallen fir
kompakte Materiewelleninterferometrie entwickelt. Zur Nutzbarmachung dieser
Technologie im Feld oder an Bord eines Satelliten soll die Miniaturisierung weiter
vorangetrieben werden. Dies soll durch die Herstellung eines nanostrukturierten
Beugungsgitters auf den Atomchips erfolgen. Durch eine geschickte Ausnutzung
von Beugungseffekten kann die Anzahl der benétigten Laser zur Kiihlung reduziert
werden.

Sascha de Wall, M.Sc. Im Rahmen dieser Arbeit sollen optische Gitter lithografisch strukturiert und
mikrotechnologisch tbertragen werden. Durch ellipsometrische Messungen soll im
ﬂ 8113.11.03 Anschluss eine simulationsunterstitzte Analyse hinsichtlich geometrischer
\. 0511/762-18347 Eigenschaften erfolgen. Die generierten Daten sollen finalisierend mit Aufnahmen
N\ dewall@ aus der Rasterelektronenmikroskopie verglichen werden.

impt.uni-hannover.de - Matlab Kenntnisse von Vorteil -

Art der Arbeit Voraussetzungen

Bachelorarbeit/ Selbststandiges, eigenverantwortliches Arbeiten, Ab sofort
Studienarbeit Bereitschaft zur Arbeit im Reinraum, Kenntnisse im
Bereich der Mikroproduktionstechnik sind von Vorteil

Produktionstechnisches
Zentrum Hannover

12.09.2023 Arbeitsgebiet: Quantentechnologie b1 | Leioniz
1 0; 2§ Universitit
too:4 | Hannover




